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MarSurf 3D CM Mobile



ポータブル型共焦点顕微鏡: MarSurf CM Mobile

MarSurf CM Mobile

測定原理 共焦点/マルチピンホールディスクを採用

x/y/z 作動域 50mm x 50mm x 35mm

垂直方向測定域 350 um

最大水平方向分解能 0.16 um

最大垂直方向分解能 2 nm

測定スピード 最短7秒

粗さ 分解能 Ra＞0.01 um

特徴
・本体の持ち運びが可能
・測定時間の速さ
・振動に強く、安定した測定データ



測定原理- 共焦点

対物レンズ

マルチピンホールディスク
不規則に複数の⽳がが開いた

ディスクの回転により短時間で
画像を取得

光源
ハイパワーLED

CMOS カメラ

測定物



トレーサビリティ

•

測定機は、VDI / VDEガイドライン2655に従って承認されており、

測定精度は、国際認証規格PTBに従って校正されています。

使用される基準片

• 平坦度シリコン 平⾯度規格（ISO12179）

• 深さ標準片 タイプA2（ISO 5436-1、57044 PTB 12）

• 間隔用標準片 タイプC3（ISO 5436-1、4097 PTB 01）

• 粗さ標準片 タイプD1（ISO 5436-1、57209 PTB 11）



接触式粗さ測定機とMarSurfＣM Mobileの測定結果の相関性

相関性９９％

アメリカ国⽴標準技術研究所企
画SRM2460による非接触測定
法の比較研究において、
MarSurf CMシリーズと接触粗
さ測定機が最も高い相関性を示
しました。
Comparative study:
Correlations of topography measurements of NIST SRM
2460 standard bullets
by four techniques, Meas. Sci. Technol., London 2006

接触式粗さ測定機

白色干渉顕微鏡

MarSurf CM

他社製共焦点レーザー顕微鏡

CCF(ACF): Auto-Correlation-
Function



使⽤例



粗さ(Ra,Rz,Sa,Sz) キズ コプラナリティ

断面 平坦度 体積

測定評価



測定評価 - 表面粗さ 3D



測定評価 - ライン粗さ



測定評価 - 複数の断面粗さ



測定評価 - 体積



測定評価 - 粒子測定 （半導体 CMPパッド）



測定評価 – キズ評価


